
Наименование 
мероприятия

Дата проведения 10 июня
Время проведения

Зал

Модератор Вакштейн Максим 
Сергеевич

Генеральный директор Фонда перспективных 
исследований

1 Шпак Василий Викторович Заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации

Государственная политика Российской Федерации в области 
электронного машиностроения

2 Пивень Валерий 
Вячеславович

Минпромторг России
Директор департамента станкостроения и тяжелого 
машиностроения

Текущие результаты и планы по реализации Комплексной программы 
развития электронного машиностроения в сфере технологического, 
контрольно-измерительного и испытательного оборудования

3 Дождев Владимир 
Святославич

Минпромторг России
Директор департамента цифрового развития

Текущие результаты и планы по реализации Комплексной программы 
развития электронного машиностроения в сфере средств 
автоматизированного проектирования

4 Грачев Сергей Николаевич
Минпромторг России
Заместитель директора департамента металлургии и 
материалов 

Текущие результаты и планы по реализации Комплексной программы 
развития электронного машиностроения в сфере материалов 

5 Юлгушев Шамиль 
Рюстямович

Минпромторг России
Заместитель директора департамента химической 
промышленности

Текущие результаты и планы по реализации Комплексной программы 
развития электронного машиностроения в сфере химических веществ

Наименование 
мероприятия

Дата проведения 10 июня
Время проведения

Зал

Модератор Гапонов Александр 
Алексеевич

Заместитель директора департамента 
радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России

1 Кравцов Александр 
Сергеевич

АО "НИИМЭ"
Генеральный директор

Основные положения комплексной аналитической программы 
"Микроэлектроника"

2 Автайкин Дмитрий 
Александрович

ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первый заместитель директора

Основные положения комплексной аналитической программы
"Фотоника"

3 Савченко Евгений 
Матвеевич

ООО "Инноцентр ВАО"
Президент

Основные положения комплексной аналитической программы
"СВЧ-электроника"

4 Ранчин Сергей Олегович НИИСИ - НИЦ "Курчатовский институт"
Директор 

Основные положения комплексной аналитической программы
"Силовая электроника"

5 Савин Максим Леонидович Фонд перспективных исследований
Заместитель генерального директора 

Основные положения комплексной аналитической программы
"Пассиваная электроника и электротехника"

Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Ковалев Анатолий 
Андреевич Генеральный директор АО "ЗНТЦ"

1 Аваков Сергей Мирзоевич ОАО "Планар"
Генеральный директор

Современное состояние и перспективы развития 
спецтехнологического оборудования, основанного на лазерных 
технологиях

2 Калбазов Дмитрий Наумович
АО "ЗНТЦ"
Начальник центра разработки технологического 
оборудования

Статус разработки оборудования для технологий i-line и duv.
Перспективы создания дублирующих  производств узлов и блоков 
литографического оборудования на территории РФ

3 Фронтов Иван 
Александрович

АО "ЗНТЦ"
Директор сборочно-испытательного комплекса 

Статус разработки и перспектива развития оборудования электронно-
лучевой литографии 

4 Какшин Алексей Генрихович РФЯЦ-ВНИИТФ
Заместитель начальника отделения Опыт работы с оборудованием ЭУФ-литографии

5 Плебанович Владимир 
Иванович

ОАО "Планар"
Заместитель генерального директора по маркетингу 

Анализ конструктивных решений оптико-механического 
оборудования ОАО "Планар" для работы с SiC пластинами

6 Мухин Иван Сергеевич СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова
Проректор по науке 

Система безмасковой лазерной литографии для задач 
микроэлектроники и фотоники

Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Алексеев Алексей 
Николаевич Генеральный директор АО "НТО"

1 Алексеев Алексей 
Николаевич

АО "НТО"
Генеральный директор

Разработка функционального ряда установок МЛЭ для роста 
полупроводниковых гетероструктур А3В5 и А2В6 на основе 
унифицированной платформы сверхвысоковакуумного транспорта 
подложки

2 Пугачёв Дмитрий Юрьевич
АО "НИИТМ"
Начальник лаборатории разработки эпитаксиального 
оборудования

Установка МОС-гидридной эпитаксии GaN на подложках до 200 мм 
для производства силовых и СВЧ транзисторов

3 Арендаренко Алексей 
Андреевич

АО "ЭЛМА-Малахит"
Генеральный директор

Результаты разработки и опытной эксплуатации реактора установки 
МОГФЭ с групповой загрузкой пластин

4 Петров Станислав Игоревич
АО "НТО"
Заместитель генерального директора по науке и 
технологиям

Разработка установки МОГФЭ GaN с групповой загрузкой пластин 
диаметром 100 и 150 мм

5 Бородин Владимир 
Алексеевич

АО "ЭЗАН"
научный руководитель, чл.-корр. РАН

О состоянии работ по выполнению ОКР "Разработка установки 
эпитаксии карбида кремния на подложках диаметром до 150 мм 
методом химического газофазного осаждения (CVD), включающая 
разработку промышленной технологии производства эпи-готовых 
проводящих подложек карбида кремния для силовой электроники"

6 Новиков Сергей Андреевич АО "НТО"
Руководитель Прикладной лаборатории Установки быстрого термического отжига и окисления АО "НТО"

7 Зюбер Денис Игоревич ООО "Савтэк"
Генеральный директор

Установки термической обработки и диффузии примесей SAVTECH 
FALCON для различных процессов в в индустрии полупроводников

13.00-14.30
Большой конференц-зал

Литографическое оборудование

15.30-17.00
Большой конференц-зал
АО "ЗНТЦ"

Расписание научно-технических секций
II Научно-технической конференции Союзного государства "Электронное машиностроение"

10 июня 2025 года

Пленарное заседание №1
Государственная политика Союзного государства в области электронного машиностроения

10.30-12.00
Большой конференц-зал

Пленарное заседание №2
Комплексные аналитические программы технологического развития электронной промышленности

Эпитаксиальное и физико-термическое оборудование

15.30-17.00
Зал №1 "Библиотека"
АО "НТО"



Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Бородин Алексей 
Владимирович Генеральный директор АО "ЭЗАН"

1 Бородин Алексей 
Владимирович

АО "ЭЗАН"
Генеральный директор

Разработка и производство технологического физико-термического 
оборудования

2 Неретин Роман Анатольевич ООО "Лассард"
Исполнительный директор

Оборудование для группового выращивания монокристаллов германия 
и арсенида галлия методом VGF

3 Ивановских Константин 
Васильевич

АО "Гиредмет"
Заместитель генерального директора

Выращивание полупроводниковых и оптических кристаллов в АО 
"Гиредмет"

4 Козырев Антон Андреевич
ООО "НПП "Инжект"
Главный технолог – начальник производственно-
технологического отделения

Разработка промышленной технологии производства перспективных 
лазерных активных сред

5 Денисов Игорь Андреевич АО "Гиредмет"
Заведующий лабораторией

Слитки кадмий-цинк-теллур, выращенные вертикальной 
направленной кристаллизацией расплава

6 Мочалов Леонид 
Александрович

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Заведующий научно-исследовательской лабораторией 
технологии высокочистых материалов

Современные технологии глубокой очистки и синтеза базовых 
материалов микроэлектроники и ИК-оптики. Состояние и перспективы

Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Переверзев Алексей 
Леонидович

Руководитель ПИШ "Средства проектирования и 
производства электронной компонентной базы", 
проректор по инновационному развитию 
НИУ МИЭТ

1 Переверзев Леонид 
Евгеньевич

ООО "Альфачип"
Технический директор

Проект "Обсидиан" - основа для разработки отечественной САПР 
цифровых СБИС

2 Седов
Антон Юрьевич

АО "МНТЦ МИЭТ"
Эксперт Единая проектная среда для различных маршрутов проектирования

3 Тельпухов Дмитрий
Владимирович

ООО "Альфачип"
Заместитель генерального директора по научной 
работе

Разработка маршрута базового уровня для проектирования цифровых 
СБИС на основе библиотек стандартных ячеек

4 Коршунов Андрей 
Владимирович 

АО "МНТЦ МИЭТ"
Руководитель проектов 

Интеграция инструментов САПР  в отечественный маршрут 
ОКР«САПР Цифра-Б»

5 Гаврилов Сергей  
Витальевич

НИУ МИЭТ
Профессор

Разработка систем автоматизированного проектирования цифровых 
СБИС в базисе российских ПЛИС

6 Денисов
Андрей Николаевич

НПК "Технологический центр"
Главный конструктор направления ИМС

Программный комплекс реализации маршрута  проектирования 
цифровых полузаказных СБИС

7 Шипицин Дмитрий 
Святославович

АО "НИИМЭ"
Директор по развитию систем проектирования Тема уточняется

8 Соловьев Роман 
Александрович

ООО "Альфачип"
Заместитель генерального директора по 
инновационному развитию

Тема уточняется

9 Камкин Александр 
Сергеевич

ИСП РАН
Заведующий лабораторией Интеллектуальный маршрут проектирования цифровых СБИС

10 Шеховцов Михаил  
Васильевич

ООО "Оптимизирующие технологии"
Заместитель генерального директора по развитию 
бизнеса

Системные САПР для цифрового дизайна

Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Ахмедов Руслан 
Биннатович

Начальник отдела развития современных средств 
производств Минпромторга России

1 Ким Алексей Андреевич ООО "Лазерные системы"
Директор департамента аддитивных технологий 

Возможности технологии SLM в производстве элементов 
электрорадиоизделий

2 Ефимов Алексей 
Анатольевич

МФТИ
Заведующий лабораторией печатной и кремниевой 
микроэлектроники

Аэрозольная печать: новые горизонты в промышленности и науке

3 Иванов Виктор 
Владимирович

МФТИ
Директор Института квантовых технологий

Принтер сухой аэрозольной печати для формирования микро-
размерных объектов на различных подложках

4 Лазарев Семен Андреевич РТУ МИРЭА
Начальник отдела Текущий статус и планы реализации ОКР "Трафарет"

5 Юшин Денис Игоревич
РТУ МИРЭА
Заместитель заведующего лаборатории "Аддитивное 
производство электроники"

Текущий статус и планы реализации ОКР "Аддитив"

6 Хохлун Андрей 
Ростиславович

ООО "АКМ"
Генеральный директор

Импортозамещение технологического оборудования для производства 
многослойных керамических плат

Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции
Модератор Князев Алексей Сергеевич Директор ООО "ИХТЦ"

1 Куприянов Максим Юрьевич МГТУ им. Н.Э. Баумана
Заведующий отделом

Реализация технологии получения высокочистых газов 8.0 аргона и 
гелия

2 Князев Алексей Сергеевич ООО "ИХТЦ"
Директор

Особенности ведения проектов и создания производств получения 
высокочистых электронных газов в Центре малотоннажной химии

3 Яковлев Андрей 
Александрович

ООО "Национальная Газовая Компания"
Генеральный директор

Технологии получения фторметановых газов для микроэлектронной 
промышленности

4 Мазилин Иван 
Владимирович

АО "Росатом-Наука"
Директор по научным государственным программам

Статус постановки на производство гексафторида вольфрама, 
дифторметана, тетрафторида кремния и перспективные работы 
предприятий АО "Росатом Наука"

5 Волчков Валерий Сергеевич АО "СХК"
Руководитель проекта (по ОПД)

Обзорный доклад о возможностях предприятия и новых установках по 
получению газов для РЭП

6 Потапов Владислав 
Олегович

ООО "Фирма "ХОРСТ"
Директор по развитию Проблематика российского рынка особо чистых газов 

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Щербинин Андрей 
Андреевич

Заместитель начальника Управления программ и 
проектов Российского научного фонда

Зал №119
АО "ЭЗАН"

САПР цифровых СБИС

15.30-17.00
Зал №117
АО "МНТЦ МИЭТ"

Оборудование и технологии роста монокристаллов

15.30-17.00

Зал №115
ООО "Бизнес-менеджмент"

Круглый стол "Проекты РНФ в области электронного машиностроения"
10.06.2025
17.30-19.00
Малый конференц-зал

Аддитивные технологии в электронике

15.30-17.00
Зал №114
АО "Лазерные системы"

Высокочистые газы

15.30-17.00

Российский научный фонд

Состав спикеров на согласовании



Наименование секции
Дата проведения 10 июня

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Ковалев Анатолий 
Андреевич Генеральный директор АО "ЗНТЦ"

1 Нефёдов Олег 
Александрович

ООО "Лассард"
Генеральный директор 

Источники излучения для литографических установок и их 
компоненты

2 Симонов Максим Андреевич АО "ЛЗОС"
Заместитель главного конструктора

Технологические возможности АО ЛЗОС, в части производства 
высокоточных объективов

3 Автайкин Дмитрий 
Александрович

ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ
Первый заместитель директора

О текущем статусе разработок и освоение производства кварца для 
литографических установок

4 Сапрыкин Дмитрий 
Леонидович

ООО "Промис Лаб"
Генеральный директор

Разработка и производство в России блоков систем управления, 
перемещения и позиционирования для литографического оборудования

5 Телегин Иван 
Александрович

АО "Нанотроника"
Руководитель проектов

Линейка ультрафиолетовых лазерных источников российского 
производства

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Бирюков Михаил 
Георгиевич

Генеральный директор
АО "НИИТМ"

1 Ерицян Георгий   
Спартакович

АО "НИИТМ"
Начальник отдела перспективных разработок

Испытания технологических модулей кластерных комплексов 
плазмохимического травления и осаждения для пластин диаметром 
300/200 мм 

2 Петров Станислав Игоревич
АО "НТО"
Заместитель генерального директора по науке и 
технологиям

Серийное и разрабатываемое производственно-ориентированного 
оборудования АО "НТО" для плазмохимической обработки пластин и 
физического осаждения тонких плёнок 

3 Корячко Владимир 
Владимирович

АО "НПП "ЭСТО"
Начальник отдела плазмохимического оборудования Оборудование плазмохимического травления

4 Мамедов Никита  Вадимович АО "НИИТМ"
Начальник лаборатории ионной имплантации 

Текущий статус разработки и изготовления оборудования для ионной 
имплантации Имплантер ТМ-200Т

5 Черкунов Виктор Игоревич
АО "НПП "ЭСТО"
Начальник отдела вакуумного напылительного 
оборудования 

Решения по нанесению тонких пленок для гибридной и 
полупроводниковой электроники

6 Пушкин Дмитрий  
Борисович

АО "НИИ НПО ЛУЧ"
Директор отделения

Текущий статус и выполнение ОКР "Разработка и изготовление 
установок ионно-лучевого распыления и ионно-лучевого травления"

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Малков Георгий 
Васильевич

Заведующий отделом полимеров и композиционных 
материалов ФГБУН "Федеральный 
исследовательский центр проблем химической 
физики и медицинской химии РАН"

1 Варламов Денис 
Александрович

АО "НИИМЭ"
Начальник отдела спецматериалов

Импортозамещение литографических материалов для 
микроэлектроники

2 Курбатов Владимир 
Геннадьевич

ФИЦ ПХФ и МХ РАН
Заместитель заведующего лабораторией, к.х.н.

Разработка электронных резистов на основе сополимеров 
метилметакрилата и метакриловой кислоты 

3 Бадамшина Эльмира 
Рашатовна

ФИЦ ПХФ и МХ РАН
г.н.с., д.х.н. 

Центр малотоннажной химии по разработке и микротоннажному
производству литографических материалов

4 Слиняков Альберт Юрьевич ООО "Поликетон"
Генеральный директор Взаимодействие науки и бизнеса в рамках создания производства

5 Глухов Александр 
Вячеславович

АО "Микрон"
Главный технолог Настройка толщины и светочуствительности фоторезистов

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Иванова Елена Николаевна Директор по разработке ПО АО "НПО КИС"

1 Макаров
Сергей Викторович

ООО "Интегральные Решения"
Генеральный директор 

Развитие среды схемотехнического проектирования аналоговых ИС 
САПР ИМА

2 Живчикова Юлия 
Алексеевна

Передовая инженерная школа ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского
Младший научный сотрудник

Тема уточняется

3 Сазонов Василий 
Викторович

МГУ
Декан факультета космических исследований 

Расчет паразитных сопротивлений, емкостей и индуктивностей 
аналоговых СБИС

4 Ерохин Родион 
Владимирович

ООО "ПК Аквариус"
Руководитель проектной группы Топология аналогового маршрута - пути развития

5 Шишаев Алексей Ильич НКК
Директор департамента разработки САПР Общая среда проектирования аналоговых устройств

6 Петросянц Константин  
Орестович

МИЭМ НИУ ВШЭ
Заместитель руководителя департамента 
"Электронной инженерии " по микроэлектронике

Апробация и внедрение подсистемы определения параметров SPICE-
моделей электронных компонентов для промышленных 
схемотехнических САПР

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Толмачев Виктор 
Александрович

Директор Консорциума робототехники и систем 
интеллектуального управления

1 Ахмедов Руслан Биннатович
Минпромторг России
Начальник отдела развития современных средств 
производств 

Действующие инструменты поддержки в сфере роботетхники

2 Дудоров Евгений 
Александрович

Консорциума робототехники и СИУ
председатель Правления Тренды роботизации отрасли микроэлектроники

3 Изотов Антон Алексевич ООО "НТЦ ТПТ"
Главный специалист

Решения по комплексной автоматизации в отрасли электронного 
машиностроения

4 Кожуховская Ольга 
Алексеевна

АНО  «Консорциум печатных плат»
Исполнительный директор Кооперация с отраслями

5 Белозеров Кирилл 
Геннадьевич

НИЯУ МИФИ
Инженер-исследователь Машинное зрение в установках производства микроэлектроники

6 Захаров Андрей 
Александрович

Datana
директор по развитию Тема уточняется

7 Казарин Владимир 
Евгеньевич

ООО «Семаргл»
директор Академии развития промышленной 
робототехники и автоматизации "АРПРА"

Роботизация – путь к современному производству. Кейс компании 
Семаргл

10.06.2025
17.30-19.00
Зал №1 "Библиотека"
АО "Нанотроника" / АО "НИИТМ"

Материалы для литографии
10.06.2025

Комплектующие для литографических установок

17.30-19.00
Большой конференц-зал
ООО "Оптосистемы"

Оборудование для формирования тонких пленок

Зал № 117
АО "НПО КИС" / НКК

Современные подходы к роботизации производств: востребованные  технологии,    отечественные решения, трудности масштабирования
10.06.2025
17.30-19.00
Зал № 114

17.30-19.00  
Зал № 119
АО "НИИМЭ"

САПР аналоговых интегральных схем
10.06.2025
17.30-19.00



Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Грачев Сергей Николаевич Заместитель директора департамента металлургии 
и материалов Минпромторга России

1 Неретин Роман Анатольевич ООО "Лассард"
Исполнительный директор

Оборудование для шлифовки и полировки полупроводниковых 
пластин

2 Звероловлев Владимир 
Михайлович

АО "Телеком СТВ"
Генеральный директор Экономика и технология производства кремниевых пластин

3 Сиделев Алексей 
Владимирович 

АО "НИИП"
Начальник управления научных исследований и 
инновационных разработок

Изготовление кремниевых пластин для применения на предприятиях 
электронной промышленности в том числе из кремния, выращенного 
на установках, разработанных в ходе выполнения ОКР "Сфера"

4 Козлов Роман Юрьевич АО "Гиредмет"
Заведующий лабораторией

Пластины монокристаллического арсенида индия, антимонида галлия 
и антимонида индия 

5 Павлючек Алексей 
Арсеньевич

ОАО "Минский НИИ радиоматериалов"
Заместитель директора по научной и инновационной 
работе - начальник НПЦ "Технология"

Разработка технологии изготовления монокристаллических пластин 
GaAs с высокосовершенной поверхностью

6 Жилин Андрей Анатольевич Новатор+, Энергомодуль
Советник генерального директора

Карбид кремния. Текущее состояние по отрасли в России. От шихты до 
инверторов

7 Колядин Александр
Владимирович

ООО "Нью Даймонд Технологии"
Технический директор Производство алмазных подложек электронного и квантового качества

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Львов Александр 
Сергеевич АО "МНТЦ МИЭТ"

1 Хасьянова Гюльнара 
Шамильевна

АО "Микрон"
Генеральный директор

2 Ипполитов Кирилл 
Михайлович

АО "НЗПП Восток"
Генеральный директор 

3 Кононыхин Дмитрий  
Алексеевич

АО "ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ"
Заместитель директора по развитию

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Приходько Игорь 
Анатольевич Технический директор ООО "Совтест АТЕ"

1 Малышев Роман 
Анатольевич

ООО "Совтест АТЕ"
Главный конструктор 

Состояние и перспективы разработки оборудования для контроля 
микроэлектроники на пластинах и в корпусе

2 Уланова Анастасия 
Владиславовна

АО "ЭНПО СПЭЛС"
Заместитель генерального директора 

Установки автоматической оптической инспекции и измерения 
критических размеров

3 Заноско Андрей Иванович АО "Нанотроника"
Технический руководитель проектов

Текущий статус и направления развития электронно-оптических 
систем в электронной промышленности 

4 Гусев Станислав 
Валентинович

ФГУП "ВНИИФТРИ"
Начальник Центра разработки и внедрения 
перспективных технологий

Опыт ФГУП "ВНИИФТРИ" по разработке средств измерения для 
электронного машиностроения и микроэлектроники

5 Лукина Ксения  Валерьевна ООО "ФОРМ"
Руководитель проектов Новые разработки ООО "ФОРМ" для функциональных испытаний ЭКБ

6 Казаков Анатолий 
Дмитриевич

ОАО "Оптоэлектронные системы"
Директор

Современное состояние и тенденции развития оптической 
микроскопии

7 Пармон Павел Леонидович АО "НИИЭТ"
Директор по качеству 

Разработки АО "НИИЭТ" в части испытательного оборудования для 
обеспечения производства ЭКБ

8 Насонов Андрей Юрьевич ООО "Остек-Электро"
Технический директор

Универсальное средство контроля ВАХ и ВФХ полупроводниковых 
приборов от пластины до корпуса

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Челапкин Данил 
Геннадьевич

Первый заместитель генерального директора
АО "НПП "ЭСТО"

1 Рудаков Дмитрий 
Алексеевич

АО "НПП "ЭСТО"
Инженер-конструктор

Разработка вакуумной системы для установки электронно-лучевой 
литографии

2 Капустин Евгений  
Николаевич

АО "Вакууммаш"
Генеральный директор

Обеспечение технологического суверенитета России в вакуумном 
машиностроении

3 Тетерук Роман Анатольевич ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"
Руководитель отдела Актуальные проблемы вакуумных измерений

4 Неверов Валерий  Сергеевич
ООО "Владимирский Центр Механической 
Обработки"
Коммерческий директор

Производство и разработка турбомолекулярных насосов в РФ

5 Алексеев Алексей 
Николаевич

АО "НТО"
Генеральный директор 

Собственные разработки высокотехнологичных компонентов 
специального технологического оборудования в АО "НТО"

6 Трактирщиков Виктор 
Сергеевич

АО "НПП "ЭСТО"
Инженер – конструктор

Разработка и применение электростатического крепежного устройства 
в микроэлектронной промышленности

7 Бокарев Максим Сергеевич
АО "НПП "ЭСТО"
Начальник отдела Роботизированных систем и 
Аддитивных технологий

Системы транспортировки пластин от АО "НПП "ЭСТО"

8 Гакинульян Елена  
Викторовна

ООО "Ганс"
Генеральный директор

Разработка линейных аэростатических осей на базе натурального 
гранита и прямого привода

9 Кубраков Роман  
Владимирович

АО "НПП "ЭСТО"
Инженер-исследователь

Разработка электронно-оптической системы для установки электронно-
лучевой литографии

Прямой разговор с фабрика-производителями электронных компонент
11.06.2025
10.30-11.30
Большой конференц-зал

Контрольно-измерительное и испытательное оборудование

Технологии производства пластин
10.06.2025
17.30-19.00
Зал № 115
ООО "Лассард"

11.30-13.00
Зал № 119
АО "НПП "ЭСТО"

11.06.2025
11.30-13.00
Зал № 1 "Библиотека"
ООО "Совтест АТЕ"

Комплектующие для оборудования
11.06.2025



Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Переверзев Алексей 
Леонидович

Руководитель ПИШ "Средства проектирования и 
производства электронной компонентной базы", 
проректор по инновационному развитию 
НИУ МИЭТ

1 Максимов Евгений 
Викторович

YADRO
Директор по развитию экосистемы и образовательных 
инициатив 

Тема уточняется

2 Коршунов Андрей 
Владимирович

АО "МНТЦ МИЭТ"
Руководитель проектов Тема уточняется

3 Сазонов Василий  
Викторович

МГУ
декан факультета космических исследований Тема уточняется

4 Куксенко Сергей Петрович ТУСУР
проректор по научной работе и инновациям Тема уточняется

5 Живчикова Юлия 
Алексеевна

Передовая инженерная школа ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского
Младший научный сотрудник

НИОКР как эффективный метод формирования кадрового потенциала 
в области разработки САПР микроэлектроники

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Автайкин Дмитрий 
Александрович

Первый заместитель директора ИЛФИ РФЯЦ-
ВНИИЭФ

1 Коренченко Олег 
Владимирович

ООО "НПП "Инжект"
Генеральный директор Установка лазерной пайки

2 Джавадов Роман Расимович АО "Нанотроника"
Инженер-исследователь

Численное моделирование процессов лазерного отжига кремниевых 
IGBT

3 Монастырев  Евгений 
Александрович

АО "НИИПП"
Генеральный директор 

Результаты разработок по комплексному проекту "Установка 
гидролазерной обработки" 

4 Васильев Олег Сергеевич ООО "Лазерный Центр"
Руководитель отдела поддержки и технологий Микросет и оборудование для лазерной обработки в электронике

5 Цыганцова Анна
Леонидовна

ООО НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ"
Генеральный директор

Российское лазерное оборудование и технологии для обработки 
полупроводниковых материалов

6 Никулин Дмитрий 
Александрович

ЮРГПУ(НПИ)
Аспирант

Особенности импульсного лазерного напыления для получения тонких 
пленок In1-xGaxAs1-yPy с висмутом

7 Пушкин Дмитрий Борисович
АО "НИИ НПО "ЛУЧ"
Директор отделения оптических и информационных 
технологий 

Разработка стенда лазерной активации примесей в пластинах IGBT 
кремния

8 Печенкин Александр 
Александрович

АО "ЭНПО СПЭЛС"
директор Центра лазерной техники

Лазерные установки функциональной подгонки кристаллов на 
пластине и смонтированных в корпуса

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Переверзев Алексей 
Леонидович

Руководитель ПИШ "Средства проектирования и 
производства электронной компонентной базы", 
проректор по инновационному развитию 
НИУ МИЭТ

1 Терентьев Алексей
Игоревич

НИУ МИЭТ
Доцент

Предложения по унификации АСУ СТО электронного 
машиностроения

2 Ранчин Сергей Олегович НИЦ "Курчатовский институт" - НИИСИ
Генеральный директор Тема уточняется

3 Евдокимов Андрей 
Сергеевич

АО "Байкал Электроникс"
Генеральный директор 

Перспективный отечественный процессор для промышленных 
применений

4 Карантаев Владимир  
Геннадьевич

KASPERSKY
Менеджер по анализу эффективного использования 
аппаратных средств

Тема уточняется

5 Аваков Сергей Мирзоевич ОАО "Планар"
Генеральный директор  Тема уточняется

6 Иващенко Олег Валерьевич МФТИ
Старший преподаватель 

Опыт разработки и внедрения отечественного анлога MES 
кристального производства

7 Александров Виталий 
Романович

АО "НПП "Исток" им. Шокина"
Директор по цифровой трансформации Тема уточняется

8 Тагиев Эмин
Рафаилович

Сбер
Руководитель направления Сквозная аналитика для полупроводниковых производств

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Львов Александр 
Сергеевич АО "МНТЦ МИЭТ"

1 Щербинин Андрей 
Андреевич

Российский научный фонд
Заместитель начальника Управления программ и 
проектов

Тема уточняется

2 Зайцев Сергей Аркадьевич Фонд перспективных исследований
Руководитель проектной группы Тема уточняется

3 Суетин Николай 
Владиславович

Фонд "Сколково"
Вице-президент по науке и технологиям Система поддержки развития технологического бизнеса

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Аникин Андрей 
Владимирович Руководитель центра фотошаблонов НИУ МИЭТ

1 Аникин Андрей 
Владимирович

НИУ МИЭТ
Руководитель центра фотошаблонов Об оснащении центра фотошаблонов НИУ МИЭТ

2 Дедков Андрей Иванович
ОАО "Планар"
Главный специалист - начальник сектора ПО ОМО и 
измерительного оборудования

Исправление дефектов в современной технологии изготовления 
фотошаблонов

3 Бабарень Евгений 
Владимирович

ОАО "Планар"
Начальник лаборатории

Современные многоканальные лазерные генераторы изображений, 
построенные по принципу растрового сканирования

4 Трапашко Георгий 
Алексеевич

ОАО "Планар"
Заместитель главного инженера по оптике 

Контроль критических размеров и координат элементов 
топологических структур изделий микроэлектроники

5 Горный Сергей Георгиевич ООО "Лазерный Центр"
Директор Создание фотошаблонов методами прямой лазерной микрообработки

Инструменты поддержки институтов развития в области электронного машиностроения
11.06.2025
13.30-15.00
Зал №1 (Библиотека)
Российский научный фонд

Кадровое обеспечение САПР
11.06.2025
11.30-13.00

АО "НПП "Инжект"

Системы управления оборудованием и производством
11.06.2025
13.30-15.00
Зал №119

Зал № 114

Лазерная техника для электронного машиностроения
11.06.2025
11.30-13.00
Зал № 117

Технологии и оборудование для производства фотошаблонов
11.06.2025
11.30-13.00
Зал №115



Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Иванова Елена Николаевна Директор по разработке ПО АО "НПО КИС"

1 Шишаев Алексей Ильич "Топс Бизнес Интегратор" (НКК)
Директор научно-технического центра Перспективы развития САПР СВЧ ИС

2 Куксенко Сергей Петрович ТУСУР
Проректор по научной работе и инновациям Системы автоматизированного проектирования СВЧ МИС

3 Дудников Сергей Юрьевич СевГУ 
Проректор по инновационной деятельности Новые возможности СВЧ САПР Гамма

4 Лучин Дмитрий
Вячеславович

ООО "КВАДРО КОД"
Заместитель генерального директора по науке Перспективы и технологии создания САПР СВЧ-устройств и антенн

5 Савченко Евгений 
Матвеевич

ООО "ИНОЦЕНТР ВАО"
Президент Тема уточняется

6 Дорофеев Сергей Юрьевич Рубиус
Генеральный директор

Опыт использования ИИ в структурно-параметрическом синтезе СВЧ 
устройств

7 Харитонович Алексей 
Игоревич

ООО "Т1"
Директор направления Тема уточняется

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции
Модератор на согласовании

1 Лисов Владимир 
Станиславович

ООО "Совтест АТЕ"
Первый заместитель Генерального директора 

Разработка и организация серийного производства оборудования для 
автоматического монтажа полупроводниковых кристаллов и 
компонентов для изготовления микросхем и многокристальных 
модулей

2 Петухов Игорь Борисович ОАО "Планар-СО"
Начальник НТЦ-21

Современное состояние и тенденции развития сборочного 
оборудования

3 Подувальцев Алексей
Александрович

ООО "ЭКО-ТЕХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"
Генеральный директор 

Разработка и изготовление сборочного технологического 
оборудования для производства изделий микроэлектроники

4 Пахомов Кирилл Сергеевич
ФИЦ ПХФ и МХ РАН
зам.рук. группы полимерных композиционных 
материалов, с.н.с.

Создание инженерно-исследовательских стендов и отработка 
технологии изготовления отечественных материалов для 
корпусирования микросхем

5 Хисамов Айрат Хамитович GN TECH
Директор по развитию техники и технологий

Современное технологическое оборудование для мелкосерийных 
кристальных производств

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Максимов Антон Львович д.х.н., Член-корреспондент РАН, доцент, Директор 
ИНХС РАН

1 Воротынцев Андрей 
Владимирови

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Заведующий НИЛ

Перспективы применения электрохимической полировки для 
электронного машиностроения

2 Потапов Владислав 
Олегович

ООО "Фирма "Хорст"
Директор по развитию 

Проблематика рынка тары для специальных газов для 
микроэлектроники

3 Барышников Лев Эдуардович ООО "Нью продактс индастри"
Директор

Характеристики и особенности эксплуатации баллонов из 
нержавеющей стали для высокочистых прекурсоров

4 Корниенко Александр 
Владимирович

РГУ НГ им И.М. Губкина
Аспирант

Разработка технологии производства и внутренней обработки 
баллонов высокого давления для транспортировки и хранения 
специальных электронных газов, производимых в РФ

5 Федоров Александр 
Владимирович 

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Инженер Системы хранения высокочистого инертного газа

6 Лазарев Семен Андреевич РТУ-МИРЭА
Советник президента

Современное проектирование и производство баллонов для 
микроэлектронной промышленности

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Ежлов Вадим Сергеевич АО "МНТЦ МИЭТ"
Руководитель департамента материалов

1 Подъяпольский Сергей 
Борисович

ФГБУ "ВНИИР"
Консультант по научной работе Концепция стандартизации радиоэлектронной промышленности

2 Невский Артем 
Александрович

ФГБУ "ВНИИР"
Директор Информационно-технического центра О классификации материалов для радиоэлектронной промышленности

3 Аветисов Игорь 
Христафорович

РХТУ им. Д.И. Менделеева
Заведующий кафедрой

Проблемы импортозамещения в свете аттестации методик контроля 
примесного состава особочистых веществ

4 Степанова Ульяна 
Алексеевна

АО "МНТЦ МИЭТ"
Руководитель направления

О подготовке предложений по внесению изменений в ПП РФ от 17 
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской 
промышленной продукции" в части химических веществ

Сборочное оборудование и гибкие производственные линии
11.06.2025
13.30-15.00
Зал №114

САПР СВЧ МИС
11.06.2025
13.30-15.00
Зал №117

11.06.2025
13.30-15.00
Малый конференц-зал

Тара для транспортировки специальных материалов и химических веществ
11.06.2025
13.30-15.00
Зал №115

Нормативное и техническое регулирование материалы и химии



Наименование секции

Дата проведения
Время проведения

Зал
Партнер секции

Модератор Левонович Борис Наумович Главный научный консультант АО "МНТЦ МИЭТ"

1 Шубин Юрий Викторович ИНХ СО РАН
Главный научный сотрудник Технология получения высокочистого металлического висмута

2 Кузнецов Денис Валерьевич НИТУ МИСиС
Заведующий кафедрой

Низкозарядные агломерированные и сферические порошки тантала 
конденсаторного класса

3 Давыдова Елена Васильевна ООО "АДВ Инжиниринг"
Коммерческий директор

Некоторые проблемы отечественного производства высокочистых 
металлов и пути их решения

4 Пшенин Руслан Олегович ООО "Финпроматом"
Заместитель генерального директора

Фоточувствительные арсенид галлиевые VGF HR-GaAs:Cr структуры 
для организации серийного производства цифровых 
мультиспектральных матричных детекторов рентгеновских цветовых 
изображений

5 Денисов Игорь Андреевич АО "Гиредмет"
Заведующий лабораторией

Гетероструктуры с фоточувствительным эпитаксиальным слоем 
кадмий-ртуть-теллур, легированным золотом, для 
высокотемпературных матричных фотоприемных устройств ИК 
диапазона спектра

6 Свешников Юрий 
Николаевич

АО "Элма-Малахит"
Заместитель генерального директора

Развитие технологии гетероэпитаксиальных структур AlGaN/AlN/GaN 
на подложках карбида кремния для СВЧ приборов и МИС в АО "Элма-
Малахит"

7 Карачинский Леонид 
Яковлевич

ООО "Коннектор Оптикс"
Генеральный директор

Гетероструктуры для фотоники и микроэлектроники - разработка и 
производство методом молекулярно-пучковой эпитаксии

8 Цацульников Андрей 
Федорович

НТЦ микроэлектроники РАН
Исполняющий обязанности директора

МОС-гидридная эпитаксия гетероструктур на основе нитрида галлия 
диаметром до 200 мм

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Гельфонд Николай 
Васильевич

Заместитель директора по инновационной 
деятельности ИНХ СО РАН

1 Бабкина Ольга 
Владимировна

ООО "ИХТЦ"
Руководитель проектов

Технологическая площадка Центра малотоннажной химии г.Томск для 
создания технологий получения неорганических материалов

2 Мазилин Иван 
Владимирович

АО "Росатом-Наука"
Директор по научным программам

Статус постановки на производство нитрата таллия, особо чистого 
фосфора, оксихлорида фосфора и перспективные работы предприятий 
АО "Росатом Наука"

3 Голиней Андрей Иванович АО "Росатом Наука"
Директор химико-технологического блока Малотоннажное производство веществ и материалов на основе РЗМ

4 Воротынцев Андрей 
Владимирович

ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Заведующий НИЛ

Технологии получения веществ электронной чистоты на базе НИИ 
химии ННГУ

5 Зыкова Марина Павловна ООО "АРМОЛЕД"
Доцент РХТУ им. Д.И. Менделеева, ст.н.с. к.х.н.

Проблемы импортозамещения при разработке технологий 
высокочистых веществ

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Переверзев Алексей 
Леонидович

Руководитель ПИШ "Средства проектирования и 
производства электронной компонентной базы", 
проректор по инновационному развитию 
НИУ МИЭТ

1 Переверзев Алексей 
Леонидович

НИУ МИЭТ
Руководитель ПИШ "Средства проектирования и 
производства электронной компонентной базы", 
проректор по инновационному развитию 

САПР: вопросы апробации, внедрения, технической поддержки и 
лицензирования

2 Курдюков Сергей  
Анатольевич

АО "СКАН"
Заместитель генерального директора Тема уточняется

3 Иванова Елена Николаевна АО "НПО КИС"
Директор по разработке ПО Тема уточняется

4 Макаров
Сергей Викторович

ООО "Интегральные Решения"
Генеральный директор Апробация, лицензирование и  дистрибуция САПР ИС

5 Пилкин Сергей Палович АО "ЭРЕМЕКС"
Технический директор

Обзор возможностей и перспективы развития отечественной системы 
функциональной верификации и синтеза

6 Харитонович
Алексей Игоревич

Т1 Интеграция (Холдинг Т1)
директор направления развития продуктов 
инженерного моделирования 

Использование метода MLFMM (Multilevel Fast Multipole Method) для 
ускорения расчета ЭПР

7 Шеховцов Дмитрий 
Витальевич

АО "НПП "Исток им. Шокина"
Менеджер продукта - главный конструктор ПАК 
САПР

Тестирование, лицензирование и внедрение российских САПР

Наименование секции
Дата проведения

Время проведения
Зал

Партнер секции

Модератор Дронов Алексей 
Алексеевич Проректор по научной работе НИУ МИЭТ

1 Насонов Андрей Юрьевич ООО "Остек-Электро"
Технический директор Почему "кадры решают все"?

2 Веселов
Денис Сергеевич

АО "Нанотроника"
Технический директор

Проектное обучение при подготовке кадров для отрасли электронного 
машиностроения

3 Коваленко Дмитрий 
Георгиевич

НИУ ВШЭ
проректор, директор МИЭМ

МИЭМ НИУ ВШЭ в системе подготовки кадров для электронного 
машиностроения: вчера, сегодня, завтра

4 Князев Алексей Сергеевич ООО "ИХТЦ"
Директор

Вопросы кадрового обеспечения отрасли производства высокочистых 
химических веществ для радиоэлектронной промышленности

5 Панфилов Юрий  Васильевич МГТУ им. Н.Э. Баумана
Заведующий кафедрой

Практическая подготовка студентов на кафедре "Электронные 
технологии в машиностроении" МГТУ им. Н.Э. Баумана

6 Цыганцова Анна
Леонидовна

ООО НПЦ "Лазеры и аппаратура ТМ"
Генеральный директор Тема уточняется

7 Глебова Дарья Денисовна АО "НПП "ЭСТО"
Начальник отдела внешних коммуникаций Тема уточняется

8 Литвинова Светлана 
Николаевна

НИУ МИЭТ
Директор колледжа электроники и информатики Тема уточняется

Мадвейко Сергей Игоревич
БГУИР
зав. кафедры электронной техники и технологии, 
к.т.н., доцент

в формате видео-конференц-связи (ВКС)

Мигас Дмитрий Борисович 
БГУИР
зав. кафедры микро- и наноэлектроники д.ф.-м.н., 
доцент

в формате видео-конференц-связи (ВКС)

Зал №1 Библиотека

Высокочистая неорганическая и металлоорганическая химия
11.06.2025
16.00-18.00
Зал №117

Металлы и гетероструктуры

11.06.2025
16.00-18.00

Кадровое обеспечение электронного машиностроения
11.06.2025
16.00-18.00
Зал №119
ООО "Остек-Электро"

ВКС

САПР: вопросы апробации, внедрения, технической поддержки и лицензирования
11.06.2025
16.00-18.00
Зал № 114


